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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-23: Examens et mesures —
Position de la fibre par rapport a I'extrémité de I'embout

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de n~rme'isation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl; La <! a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation «>ns Its domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie de > Normes internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels to.t (Cor. ité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementale = et 10n gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collahore éti itement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées par >cccrd entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questior~.tec ‘niques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant conné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recomi. andations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés ruinme 2ls par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Ccmit. s nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entr. la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes cla’zs ¢ans ctte derniere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant .2 1 arquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est r.ec:uré conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que ¢=rta.ns<des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété inte'eciw.clle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir iden*ifié 'e tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale C Ei €1300-3-23 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et coma0sa.s passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Le texte de cette norn.= est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/1056/FDIS 86B/1083/RVD

l_e .appou.© de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
aoul A l'approbation de cette norme.

L annexe A est donnée uniquement a titre d’information.

La CEIl 61300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général de Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide

Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES —

Part 3-23: Examination and measurements —
Fibre position relative to ferrule endface

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stardarc’'zation comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the .I = is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical a. 1 ele tronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Stana.rds Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in e subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-gov.rnm: ntal organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with' ne International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions detern ‘ne/! by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical n atters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects sinc= ec~h “echnical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendatic.is for .aternational use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are acc. nted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum exter.® possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and th<.cc-responding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure o adicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity wi “ on:. of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility 1hat .ome of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall no* be eld responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC £13)0-3-23 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices :nd passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this stancard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/1056/FDIS 86B/1083/RVD

F!l nfarmation on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
vntiiaind cated in the above table.

+nex A is for information only.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1. General and guidance
Part 2: Tests

Part 3: Examination and measurements
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-23: Examens et mesures —
Position de la fibre par rapport a I'extrémité de I'embout

1 Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

La méthode exposée dans la présente partie de la CEl 61300 est destinée A mesuvrer la
position de la fibre par rapport a une extrémité d'embout polie de maniére sphér e, nssition
qui correspond a un enfoncement ou a une protubérance de la fibre.
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES —

Part 3-23: Examination and measurements —
Fibre position relative to ferrule endface

1 General

1.1 Scope and object

The purpose of the procedure described this part of IEC 61300 is to measure the fibre position
relative to the ferrule endface of a spherically polished ferrule, that is a fibre unde, “ut «r = fibre
protrusion.
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